
應用於微流體系統之壓電致動器特性探討

周宗柏、鄭江河

E-mail: 9511419@mail.dyu.edu.tw

摘 要

隨著噴印技術的蓬勃發展，液滴產生器不再只是應用於傳統噴印製程上，其可應用在更多的新興領域中，如新式燃料系統

、液晶顯示器、光學通訊裝置和微機電元件製作上，在許多類型的噴印技術中，又以壓電驅動方式為一個重要的方式之一

。本文中，採用驅動時會以剪切變形模式作動之壓電致動器，此致動器應用於微液滴產生器上，為確保此液滴產生器能夠

運作，對此致動器特性做完整的研究是必須的。 利用ANSYS有限元素分析軟體和實驗中，壓電致動器在不同厚度及形式

之下，可得知積層式隨著驅動電場增加，產生較高致動力及位移，並將此積層式致動器，應用於此壓電噴墨頭，實際進行

噴墨及觀測。
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